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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана программа, позволяющая исследовать следующие статистические параметры АСМ сканов: 

       

  

Мотивация 

Эффективным способом исследования морфологии поверхности полупроводниковых 

материалов является метод атомно-силовой микроскопии (АСМ), в основе которого 

лежит силовое взаимодействие атомов зонда и исследуемого образца, при котором 

формируется 2D или 3D скан исследуемой поверхности.  

Обработка сканов в среде LabVIEW 

Нитрид галлия – один из самых перспективных оптоэлектронных материалов, который 

является основой различных структур полупроводниковой электроники.  

В настоящее время наиболее широко он применяется в светодиодах. И хотя светодиоды 

на GaN прошли определенный путь развития, технология их изготовления все еще не до 

конца отработана, и получаемые образцы имеют плотность дислокаций порядка 107 см-2.  

 

Цель работы:  создание программы для обработки АСМ сканов структур GaN и их последующего анализа  

с помощью сред программирования LabVIEW и NI Vision. 

Среды программирования LabVIEW и NI Vision 

Специализированный программный пакет NI Vision дает возможность захвата изображений, их обработки и анализа. 

Преимуществом данного пакета является возможность работы с изображениями различной глубиной оцифровки, 

полученными любыми диагностическими методами. В программном пакете NI Vision был разработан оптимальный 

сценарий обработки АСМ сканов GaN, модифицированный далее в виртуальный прибор в среде LabVIEW.  

Лицевая панель программы 

оценка средних значений 

окно визуализации  
полученного изображения 

АСМ-скан GaN 

массив полученных 
статистических данных 

относительная доля площади, занимаемая V-дефектами к общей площади скана  

гистограммы распределения всех параметров 

 плотность дислокаций 

периметр и площадь V-дефектов  

гистограммы 
распределения стат. 

данных 

Блок-схема программы 

V-дефекты 


